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Recent applications of hard xray photoelectron
spectroscopy
Conan Weiland, Abdul K. Rumaiz, Piero Pianetta and Joseph C. Woicik
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 030801 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4946046
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S

Native oxide transport and removal during the
atomic layer deposition of Ta2O5 on InAs(100)
surfaces
Alex J. Henegar and Theodosia Gougousi
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031101 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945115

 VIEW DESCRIPTION
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Crosssectional scanning tunneling microscopy
of antiphase boundaries in epitaxially grown
GaP layers on Si(001)
Christopher Prohl, Henning Döscher, Peter Kleinschmidt, Thomas
Hannappel andAndrea Lenz
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031102 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945992
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Direct wafer bonding of highly conductive
GaSb/GaInAs and GaSb/GaInP heterojunctions
prepared by argonbeam surface activation
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Kinetic mechanism of Vshaped twinning in
3C/4HSiC heteroepitaxy
Bin Xin, YuMing Zhang, HongMing Wu, Zhe Chuan Feng, HaoHsiung
Lin andRenXu Jia
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031104 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4947601

 VIEW DESCRIPTION

S

Electrical properties from photoinduced
charging on Cddoped (100) surfaces of
CuInSe2 epitaxial thin films
Nicole Johnson, Pinar Aydogan, Sefik Suzer and Angus Rockett
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031201 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945105

 VIEW DESCRIPTION
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Ion energy control in reactive ion etching using
1MHz pulsedDC squarewavesuperimposed
100MHz RF capacitively coupled plasma
Akio Ui, Hisataka Hayashi, Itsuko Sakai, Takeshi Kaminatsui, Tokuhisa
Ohiwa,Katsumi Yamamoto and Keisuke Kikutani
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031301 (2016);
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Measurement of spatial and temporal evolution
of electromagnetic fields in a 100 MHz plasma
source using B dot and double dipole probes
Barton Lane, Colin Campbell, Ikuo Sawada and Peter L. G. Ventzek
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031302 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4943586
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Optimization of a chlorinebased deep vertical
etch of GaN demonstrating low damage and low
roughness
Maher Tahhan, Joseph Nedy, Silvia H. Chan, Cory Lund, Haoran Li, Geetak
Gupta, Stacia Keller and Umesh Mishra
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031303 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944054
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Implementation of atomic layer etching of
silicon: Scaling parameters, feasibility, and
profile control
Alok Ranjan, Mingmei Wang, Sonam D. Sherpa, Vinayak Rastogi, Akira
Koshiishi and Peter L. G. Ventzek
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031304 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944850
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Fatom kinetics in SF6/Ar inductively coupled
plasmas
Wei Yang, ShuXia Zhao, DeQi Wen, Wei Liu, YongXin Liu, XueChun
Li andYouNian Wang
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031305 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945003
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Impact of hydrofluorocarbon molecular
structure parameters on plasma etching of ultra
lowK dielectric
Chen Li, Rahul Gupta, Venkateswara Pallem and Gottlieb S. Oehrlein
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031306 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944609

 VIEW DESCRIPTION

S

Electromagnetic simulation of helicon plasma
antennas for their electrostatic shield design
Yorgos Stratakos, Angelos Zeniou and Evangelos Gogolides
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031307 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945001

 VIEW DESCRIPTION

S

Effects of atmosphericpressure discharge type
on ionic wind velocity for needletocylinder
electrode
Hua Li, Chaoqun Guo, Yukai Li, Xialei Hong, Jianmin Zhu and Zhencheng Chen
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031308 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4947073

 VIEW DESCRIPTION
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Work functions of hafnium nitride thin films as
emitter material for field emitter arrays
Yasuhito Gotoh, Sho Fujiwara and Hiroshi Tsuji
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031401 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945991
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Silver decorated polymer supported
semiconductor thin films by UV aided metalized
laser printing
Jonathan C. Halbur, Richard P. Padbury and Jesse S. Jur
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031402 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4947011

 VIEW DESCRIPTION

S

Pilotscale electron cyclotron resonancemetal
organic chemical vapor deposition system for
the preparation of largearea fluorinedoped
SnO2 thin films
Bup Ju Jeon, Chairul Hudaya and Joong Kee Lee
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031501 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4943389
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Improvement of the thermal stability of nickel
silicide using a ruthenium interlayer deposited
via remote plasma atomic layer deposition
Inhye Lee, Jingyu Park, Heeyoung Jeon, Hyunjung Kim, Changhee
Shin,Seokyoon Shin, Kunyoung Lee and Hyeongtag Jeon
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031502 (2016);
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Optimizing AlF3 atomic layer deposition using
trimethylaluminum and TaF5: Application to high
voltage Liion battery cathodes
David H. K. Jackson, Masihhur R. Laskar, Shuyu Fang, Shenzhen Xu, Ryan G.
Ellis, Xiaoqing Li, Mark Dreibelbis, Susan E. Babcock, Mahesh K.
Mahanthappa,Dane Morgan, Robert J. Hamers and Thomas F. Kuech
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031503 (2016);
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Effect of microstructural evolution on
mechanical and tribological properties of Ti
doped DLC films: How was an ultralow friction
obtained?
Fei Zhao, Hongxuan Li, Li Ji, Yongjun Wang, Xiaohong Liu, Huidi
Zhou andJianmin Chen
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031504 (2016);
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Formation of VO2 by rapid thermal annealing
and cooling of sputtered vanadium thin films
Cheikhou O. F. Ba, Vincent Fortin, Souleymane T. Bah, Réal Vallée and Ashrit
Pandurang
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031505 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944606
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Atomic layer deposition of cerium oxide for
potential use in diesel soot combustion
Tatiana V. Ivanova, Jenni Toivonen, Philipp S. Maydannik, Tommi Kääriäinen,Mika
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